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Abstract (en)
[origin: WO9102380A1] A three dimensional binary optic microlens structure (12) is fabricated within a radiation receiving back surface of a
substrate (16) of a radiation detecting array (10). The microlens has a structure predetermined to achieve a concentration of optical radiation within a
desired spot size at the plane of a detector (18), thereby facilitating the provision of detectors of reduced active area. The incident radiation may be
planar or may be prefocused by externally provided optics. The methods of the invention determines a binary optic microlens solution to a Fresnel
lens which achieves the desired optical concentration, the method further providing at least one fabrication masking layer upon the back surface of
the array and the selective removal of material from the back surface of the array to create the microlens structure.

Abstract (fr)
Une structure de microlentille optique binaire tridimensionnelle (12) est fabriquée dans une contre-surface de réception de rayonnement d'un
substrat (16) d'un réseau (10) de détecteurs de rayonnement. La microlentille possède une structure prédéterminée pour obtenir une concentration
de rayonnement optique dans un spot de taille désirée au niveau du plan de détecteur (18) facilitant ainsi l'utilisation de détecteurs de zone active
réduite. Le rayonnement incident peut être un rayonnement plan ou peut être préfocalisé par des optiques externes. Le procédé de l'invention
détermine une solution de microlentille binaire sur une lentille de Fresnel qui permet d'obtenir la concentration optique désirée, le procédé consistant
en outre à placer au moins une couche de masquage de fabrication sur la contre-surface du réseau ainsi que l'élimination sélective de matière de la
contre-surface du réseau pour créer la structure de la microlentille.
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